
本技術のアピールポイント

新技術の概要
ガスや液体，微粒子などを超小型のプラズマに導入し，高感度な発光分光分析を行うため
のプラズマ検出器を提供する。この装置の前段に，ガス導入部，クロマトグラフィ，液体
噴霧部，付着物脱離システム，µTASなどを配置する事で，様々な高感度分析システムが構
築できる。超小型のため，オンサイト分析やモニタリングシステムにも適用可能。

• 高密度プラズマによる超高感度分析
• 小型のため，高い可搬性
• ガスクロやµTASとの組み合わせが容易
• 分光による高い選択性と同時分析

超小型・高感度プラズマ発光分光検出器

お問い合わせ先：
東京工業大学 研究・産学連携本部
E-mail: nishikawa@sangaku.titech.ac.jp
TEL：03-5734-7634 URA：西川文茂

用途分野

• ガスクロやµTAS用の高感度検出器
• 気体や液体のモバイル/モニタリング分析
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装置の概要
本特許のポイント：
・超小型高密度プラズマ励起源
・プラズマへの外気混入遮断
・分光光学系の配置
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